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Przedmiotem wynalazku jest podstawowy typ
pasmowego tensometru elastooptycznego, z uwzgled-
nieniem szeregu innych jego odmian, oraz sposéb
jego Kklejenia do badanego elementu.

Stosowane dotychczas przy pomiarach odksztal-
cen pasmowe tensometry elastooptyczne, np. znany
z literatury elastooptycznej tensometr pasmowy
typu Oppela, nie dajg mozliwos$ci rejestracji w do-
wolnej chwili izochrom, tzn. linii lgczgcych punk-
ty o jednakowej wartoSci réznicy naprezen glow-

nych: ¢; — g2 = const.,, przechodzgcych przez tzw.

,Strefe pomiarowg” tensometru tj. obszar, w kto-
rym panuje jednorodny stan naprezenia, na sku-
tek stosowanego sposobu Kklejenia na koncach ten-
sometru, ktory powoduje ze tensometr posiada tyl-
ko jedng strefe pomiarowg. Wskutek tego stoso-
wane dotychczas tensometry pasmowe nie daja
réwniez mozliwosci doraznego odeczytu znaku
i wielkoSci odksztalcenia w dowolnej chwili po
obciazeniu w zakresie wiekszych odksztalcen lub
dokladniejszych pomiaréw. Z tych przyczyn ten-
sometry dotychczas stosowane nie nadajg sie do
badan dynamicznych, a w szczegdlno$ci do badan
przebiegéw nieustalonych.

. Tensometry pasmowe wedlug wynalazku prze- -

Znaczone sg w zasadzie‘do pomiaréw odksztalcen
w konstrukcjach metalowych (stalowych badz du-
ralowych) oraz, w pewnym zakresie, do badania
konstrukcji z innych materialow jak np. kon-
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strukcji betonowych, konstrukcji z betonéw lek-
kich, konstrukcji drewnianych i innych.

Tensometry wedlug wynalazku mozna stosowaé
zar6wno do pomiaréw statycznych, jak i do po-
miaréw dynamicznych, periodycznie zmiennych.
W przypadku pomiaréw statycznych tensometry te
nie wymagaja stosowania jakichkolwiek dodatko-
wych przyrzadéw pomiarowych. W przypagku po-
niaré6w dynamicznych stosowaé nalezy blyskowe
Zrédia Swiatla.

Tensometry wedlug wynalazku dajag mozliwosé
doraznego odczytu znaku i wielkoéci odksztalcenia
w dowolnej chwili po obcigzeniu, réwniez w za-
kresie wiekszych odksztalcen lub dokladniejszych
pomiaréw. Dzieki temu zmniejszone jest prawdo-
podobienstwo blednych odczytéw odksztalcen.

Istota pasmowego tensometru elastooptycznego
wedlug wynalazku polega na takim uksztaltowa-
niu tensometru j zastosowaniu takiego sposobu
klejenia, ktére umozliwilyby rejestracje izochrom
w dowolnych chwilach.

Fig. 1 przedstawia tensometr pasmowy typu
Oppela: a) W rzucie pionowym, b) w rzucie pozio-
mym, c¢) rejestrowany tym - tensometrem efekt
elastooptyczny.

Fig. 2 przedstawia podstawowy typ pasmowego
tenscmetru elastooptycznego wedlug wynalazku:

-a) wrzucie pionowym, b) w rzucie poziomym, :¢)

rejestrowany tym ten‘sdmetre'rn efekt elastooptyg2t
ny. ) ’
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Fig. 3 przedstawia szereg innych ocmian tenso-
metru wedlug wynalazku. Na fig. 3a i 3d poka-
zano dwa zestawy dwéch tensometréw pasmowych
do pomiaru odksztalcen o réznych znakach: a’ i d’
— do naprezen S$ciskajgcych, a” i d”—do napre-
zen rozciggajgcych. Tensometry tego typu moga
mieé mniejszq baze pomiarowag od typéw pokaza-
rych na fig. 3b i.3c, lecz stosowane moga byé¢ pa-
rami, wzglednie wymagaja uprzedniej znajomo-
§ci znaku mierzonych odksztalcen. Tensocmetry
uwidocznione na fig. 3b i 3c nadajg sie do po-
miar6w naprezen o réznych znakach.

Tensometr pasmowy typu Oppela, przyklejony
znanym sposobem do badanego elementu 1, ktérego
odksztalcenia ma sie mierzyé, warstwg kleju 2,
skiacda sie z plytki 3 z zywicy epoksydowej z ,za-
mrozonymi” wstepnie izochromami, naklejonej na
zewnetrznej powierzchni pltytki w Srodkowej cze-
Sci jej szerokoSci paska filtru polaryzacyjnego 4
oraz warstwy odblaskowej 5 umiejscowionej na
wevirnetrznej powierzchni plytki. Na zewnetrznej
powierzchni ‘plytki, w jej strefie pomiarowej II,
cbok paska filtru polaryzacyjnego 4 jest naniesio-
na skala liniowa S—S wspélmierna z odstepem
izochrom J—J, uwidocznionym na pasku 4. Ten-
sometr typu Oppela przykleja sie do badanego ele-
mentu 1 na samych jego koncach, co uniemozliwia
rejestracje rzedéw izochrom w dowolnej chwili
obcigzenia. : -

Tensometry pasmowe wedlug wynalazku (fig. 2

i 3) skladaja sie z wydtuzonej plytki 3 z zywicy
epoksydowej, do ktérej przykleja sie wzdiuz jej
osi symetrii waski pasek z filtru polaryzacyjnego 4
i powleka sie jg od spodu warstwa odblaskows 5.
Dlugoéé plytki tensometré6w stuzacych do pomiaru
odksztalcen o jednym znaku (fig. 3a i 3d) powinna
wynosi¢ nie mniej niz siedmiokrotng szeroko$é
plytki, za§ tensometr6w uniwersalnych tj. stuzg-
cych do pomiaru odksztalcei o réinych znakach
(fig. 8b i 3c) — nie mniej niz dziewieciokrotnag
szeroko§é plytki.

Dlugo$é strefy pomiaru zgrubnego I i pomiaru
dokladnego II powinna wynosi¢ nie mniej niz po-
tr6jng szeroko$é plytki. Plytka posiada wstepnie
»zamrozony” efekt elastooptyczny J—J w postaci
réwno oddalonych prazkéw izochrom o wzrastajg-
cych rzedach 1/, 2’, 8'... — przed obciazeniem i wzra-
stajgcych rzedach 17, 2”, 8”.. —po obcigzeniu. Na
koncu plytki, wystajacym poza miejsce klejénia
tensometru do badanego elementu 1 znajduje sie
izochroma znanego rzedu O. Izochromy wstepnie
»Zamrozone” ulegajg przesunieciu po odksztalce-
niu.

Tak wykonany podstawowy typ tensometru we-
dlug wynalazku przykleja sie do badanego elemen-
tu 1—z jednej strony znanym sposobem warstwg
kleju 2, za§ z drugiej strony wzdluz jego po-
wierzchni bocznych, w pewnej odleglo$ci od konca,
symetrycznie wzgledem osi symetrii tensometru.

Tensometr uniwersalny tj. sluzgcy do jednoczes-
nego pomiaru odksztalcenn o r6znych znakach (fig.
3b j 3c) przykleja sie do badanego elementu 1 przy
jego dwbch koncach; wzdiuz powierzchni bocznych,
w pewnej odlegloéci od tych koncéw, symetrycznie
wzgledetn podluznej osi symetrii tensometru. Przy
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klejeniu nalezy zwrécié uwage, aby klej stanowit
substancje o odpowiedniej wytrzymalo$ci na S$ci-
nanie i nie wykazywal pelzania oraz aby nie do-
stal sie pomiedzy powierzchnie tensometru i ba-
danej konstrukcji, gdyz zakl6ciloby to prace ten-
sometru i moglo doprowadzi¢ do falszywych od-
czytow.

W trakcie zwiekszania obcigzenia badanej kon-
strukeji ,,zamrozone” prgzki izochrom 1/, 2', 3.
przesuwajg sie roéwnolegle przez strefe pomiaru
doktadnego IL Tak otrzymane prazki izochrom 17,
2”, 3”.., ktére przesunely sic przez strefe pomiaru
dokladnego II skupiajg sie nastepnie w strefie po-
miaru zgrubnego I Przesunieciu prazkéw izo-
chrom o jedna podziatke skali S—S odpowlada od-
ksztalcenie, zalezne od stalej tensometru A.

Stala tensometru A jest to odksztalcenie odpo-
wiadajace przesunieciu w strefie pomiarowej izo-
chromy rzedu (n+1) na miejsce izochromy rzedu n.
Odksztalcenie okrefla sie przez pomiar-.bezwzgled-
nego przesuniecia sie izochrom; je§li np. w stre-
fie pomiarowej obserwuje sie po odksztalceniu izo-
chrome rzedu n-4 (np. na fig. 2 — n=3) prze-
sunieta o odcinek k w stosunku do pierwotnego
pelozenia izochromy rzedu n, to wykazywane przez
tensometr odksztalcenie wyniesie: (n4+4—n-+

+ kK A=@4+k A.
Zastrzezenia patentowe

1. Pasmowy tensometr elastooptyczny, znamienny
tym, ze posiada wydluzong plytke (3) z zywicy
epoksydowej, wystajaca po jednej stronie ten-
sometru poza miejsce klejenia warstwg kleju
(2) do badanego €lementu (1), na ktérej koricu
wystajagcym znajduje sie wstepnie ,,zamrozona”
izochroma znanego rzedu (0), przy czym plyt-
ka (3) zaopatrzona jest 'w obraz wstepnie ,za-
mrozonych” izochrem w postaci r6wno od siebie
oddalonych prazkéw, w strefie pomiaru zgrub-
nego (I) i w strefie pomiaru dokladnego (II).

2. Odmiana tensometru wedlug zastrz. 1, znamien-
na tym, ze posiada znacznie wydtuzong plytke
(®) z zywicy epoksydowej, wystajaca po obu
stronach tensometru poza miejsca klejenia
warstwg kleju (2) do badanego elementu (1),
przy czym plytka (3) jest zaopatrzona w obraz
wstepnie ,,zamrozonych” izochrom w dwoch
strefach pomiaru zgrubnego naprezen $ciskaja-
cych (—1) i rozciggajacych (4 I) i w strefie po-
miaru dokladnego napreien $ciskajacych i roz-
ciggajacych (*II).

3. Spos6b klejenia do badanego elementu tenso-
metru wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
plytke (3) tensometru przykleja sie do badane-
go elementu (1) oddzielnymj warstwami kleju
(2) wzdluz powierzchni bocznych ptytki, w pe-
wnej odleglo$ci od jej jednego konca, syme-
trycznie wzgledem podluinej osi symetrii ten-
sometru, niezaleznie od przyklejenia plytki do
badanego elementu z drugiego jej konca, zna-
nym sposoktem.
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ju (2) wzdluz jej powierzchni bocznych, w pe-
wnej odlegloSci od jej koncoéw, symetrycznie
wzgledem podiuznej e@si symetrii tensometru.

5
. Spos6b klejenia do badanego elementu tenso-
metru wedlug zastrz. 2, znamienny tym, :ze

plytke (3) tensometru przykleja sie do bada-
nego elementu (1) oddzielnymi warstwami kle-
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